
 

متر است . گیری این روش از مرتبه نانومتر تا میلیبازه اندازه

گیری در این روش وابسته به همدوسی منبع نور ، دقت اندازه

دقت و تکرارپذیری استیج عمودی ، مقاومت در برابر لرزش ، 

است .  CCDپذیری و زبری سطح نمونه و خطای سنسور بازتاب

دارای  MOA-ZAبا در نظر گرفتن تمامی این فاکتورها دستگاه 

 نانومتر است . 5دقت 

 هایطرح تداخلی ایجاد شده بر اثر اختلاف راه در پستی بلندی

ها توسط گردد .از تحلیل این شکستنمونه دچار شکست می

افزار دست آورد . نرمطح را بهتوان پروفایل سافزار مینرم

دستگاه امکان تعیین رزولوشن در راستای عمودی ، نقاط شروع 

 و پایان را دارد . 

  gwyddionافزار ها این اطلاعات توسط نرمپس از دریافت داده

ن تواافزار با توجه به نیاز میشوند که در این نرمنمایش داده می

 ل جسم و ... پرداخت .به بررسی زبری ،ارتفاع پوشش ، شک

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 
  

نگار اپتیکیرویهدستگاه   

MOA-ZA 

 

 

  تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، 

 ، شرکت فناوری کهربا310، واحد2ساختمان شماره

1439813144کدپستی:   

02186093205تلفکس:    02186094102تلفن:   
fanavari.kahroba@gmail.com 
www.fanavari-kahroba.com 

 

مترمیلی 3.5الی  2.6:   

 X , Yمیکرومتر  2.1و   Zنانومتر در راستای  5 : 

 مترمیلی 8نانومتر الی  40: 

 
 گیری توپوگرافی سطح با دقت نانومتراندازه 

 مترمیلی 10گیری اختلاف ارتفاع  توانایی اندازه 

 گیری ضخامت ، زبری ، پروفایل و ...توانایی اندازه 

 افزارهای پروفایلومتریامکان نمایش در نرم 

 گیری بالاسرعت اندازه 

mailto:fanavari.kahroba@gmail.com
http://www.fanavari-kahroba.com/

